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EV-140Cは真空チャンバー内に発生させたプラズマの発光状態を非接触で測定
し、測定結果をプロセスにフィードバックすることで、お客様の幅広いご要望に確実
にお応えします。
①エッチングエンドポイント検出
②プラズマの発光解析
③プロセスの異常監視、解析
④プロセス条件最適化
⑤チャンバー内ドリフト監視
⑥プラズマクリーニングエンドポイント検出

概要

プラズマ発光モニターEV-140C ご紹介

仕様

プラズマエッチング装置 OZ／HG／TEL ETCH向け

プラズマ状態の分析から、プロセス管理までを実現
プロセス最適化、歩留まり向上に貢献します！！


